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(57)摘要

本发明提供的保管系统具备：设置有提供清

洁气体的喷嘴的多个货架、控制清洁气体的供给

量的多个流量控制部、将容器搬入及搬出货架的

搬送装置、以及控制搬送装置和流量控制部的控

制器。在产生预定保管的容器之前，利用控制器

为保管容器做准备而事先预留至少1个货架，并

且根据该预留结果从流量控制部向至少1个货架

的喷嘴提供清洁气体。
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1.一种保管系统，具备：设置有向容器内部提供清洁气体的至少一个喷嘴的多个货架、

分别控制上述清洁气体向上述至少一个喷嘴的供给量的多个流量控制部、将上述容器搬入

及搬出上述货架的搬送装置、以及控制上述搬送装置和上述流量控制部的控制器；其特征

在于，

上述控制器被构成为：

在上述多个货架中的一个货架上卸货一个入库容器，

在上述入库容器的卸货完成后、且在下一个入库容器进入上述保管系统之前，至少分

配一个货架，以准备保管上述下一个入库容器，

根据所述分配，控制所述流量控制部中的一个，以将上述清洁气体供应到至少一个上

述货架中的上述至少一个喷嘴，以及

在进行了分配、且上述下一个入库容器进入上述保管系统之前，开始向上述至少一个

喷嘴供应清洁气体。

2.如权利要求1所述的保管系统，其特征在于，上述保管系统为净化储料器，还具备出

入库口；

上述搬送装置在上述出入库口与上述货架之间搬送上述容器；

上述控制器被构成为，在上述下一个入库容器到达上述出入库口之前事先分配上述至

少1个货架。

3.如权利要求1或2所述的保管系统，其特征在于，上述控制器被构成为，以间歇地向上

述至少1个上述货架的上述至少1个喷嘴提供上述清洁气体的方式控制一个上述流量控制

部。

4.如权利要求1所述的保管系统，其特征在于，上述搬送装置具备向货架进入并将上述

下一个入库容器卸货的移载装置，

上述控制器进一步被构成为，从上述移载装置开始朝向上述至少一个货架前进起、直

到结束卸货上述下一个入库容器为止，以向上述至少一个喷嘴提供比上述移载装置开始前

进前的流量大的上述清洁气体的方式控制一个上述流量控制部。

5.一种保管系统中的净化方法，所述保管系统具备：设置有向容器内部提供清洁气体

的至少一个喷嘴的多个货架、分别控制上述清洁气体向上述至少一个喷嘴的供给量的多个

流量控制部、将上述容器搬入及搬出上述货架的搬送装置、以及控制上述搬送装置和上述

流量控制部的控制器；其特征在于，

利用上述控制器进行以下动作：

在上述多个货架中的一个货架上卸货一个入库容器，

在上述入库容器的卸货完成后、且在下一个入库容器进入上述保管系统之前，至少分

配一个货架，以准备保管上述下一个入库容器，

根据所述分配，控制所述流量控制部中的一个，以将上述清洁气体供应到至少一个上

述货架中的上述至少一个喷嘴，以及

在进行了分配、且上述下一个入库容器进入上述保管系统之前，开始向上述至少一个

喷嘴供应清洁气体。
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保管系统及保管系统中的净化方法

技术领域

[0001] 该发明涉及净化储料器等保管系统和保管系统中的净化方法。

背景技术

[0002] 在净化储料器中，将设置在货架上的喷嘴连接到保管在货架上的FOUP等容器底部

的阀上，将氮气、洁净干燥空气等清洁气体提供给容器内。

[0003] 申请人发现，货架上的喷嘴的污染会导致FOUP内的半导体晶圆等物品的污染，提

出过在即使没有载置容器的空货架中也通过提供少量的清洁气体来进行喷嘴的清洁(将附

着在喷嘴上的颗粒吹跑)的方案(专利文献1：JP4692584B)。与此相对，专利文献2

(JP5557061B)提出了在净化储料器的搬送装置开始动作后，仅清洁作为入库目的地而分配

到的货架上的喷嘴的方案。在该净化储料器中，由于将搬送装置开始移动作为触发而仅在

入库目的地的货架中实施清洁，因此能够减少清洁气体的消耗量。

[0004] 但是，发明者发现，如果在搬送装置开始移动后开始喷嘴的清洁，则在清洁结束之

前搬送装置就到达了入库目的地的货架，出现将容器连接到清洁不足的喷嘴上的情形，或

者出现直到清洁结束为止都在等待搬送装置进行的向货架的移载动作的情形。

[0005] 在先技术文献

[0006] 专利文献

[0007] 【专利文献1】JP4692584B

[0008] 【专利文献2】JP5557061B

发明内容

[0009] 发明要解决的课题

[0010] 该发明的课题就是要提供一种保管系统及保管系统中的净化方法，其能够减少清

洁气体的消耗量的同时在将容器移载到货架上之前就能够充分地清洁喷嘴、并且不会出现

为了等待喷嘴的清洁结束而使搬送装置进行的容器的移载动作推迟等。

[0011] 用于解决课题的手段

[0012] 该发明的保管系统，具备：设置有向容器内部提供清洁气体的喷嘴的多个货架、控

制上述清洁气体向上述喷嘴的供给量的多个流量控制部、将上述容器搬入及搬出上述货架

的搬送装置、以及控制上述搬送装置和上述流量控制部的控制器；其特征在于，上述控制器

被构成为：在产生预定保管的上述容器之前为保管上述容器做准备而事先预留至少1个货

架，并且根据该预留结果以向该至少1个上述货架的上述喷嘴提供上述清洁气体的方式控

制上述流量控制部。

[0013] 该发明的保管系统中的净化方法为具备以下单元的保管系统中的净化方法：设置

有向容器内部提供清洁气体的喷嘴的多个货架、控制上述清洁气体向上述喷嘴的供给量的

多个流量控制部、将上述容器搬入及搬出上述货架的搬送装置、以及控制上述搬送装置和

上述流量控制部的控制器；其特征在于，利用上述控制器在产生预定保管的上述容器之前、
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为保管上述容器做准备而事先预留至少1个上述货架，同时根据该预留结果向该至少1个上

述货架的上述喷嘴提供上述清洁气体。

[0014] 在该发明中，在产生预定保管的容器之前，即在应该保管的容器到达保管系统之

前，将至少1个货架作为预定入库的货架而预留，在该预留的货架中开始喷嘴的清洁。因此，

直到将容器移载到货架为止，都能够充分地清洁喷嘴。并且，由于能给喷嘴的清洁分配充分

的时间，因此不会产生为了等待喷嘴清洁的结束而推迟搬送装置进行的向货架移载容器的

移载动作等。

[0015] 优选其特征在于，上述保管系统为净化储料器，还具备出入库口；上述搬送装置在

上述出入库口与上述货架之间搬送上述容器；上述控制器被构成为，在应该入库的上述容

器到达上述出入库口之前事先预留上述至少1个货架。该情况下，由于在入库的容器到达之

前开始货架的预留和喷嘴的清洁，因此能够在容器到达货架之前充分地清洁喷嘴。

[0016] 优选上述控制器被构成为，以间歇地向至少1个上述货架的上述喷嘴提供上述清

洁气体的方式控制上述流量控制部。通过这样，即使在预留的货架长时间没有载置容器的

情况，也能够以少量的清洁气体的使用量保持喷嘴洁净。即，在长时间没有载置容器的情况

下，与完全不提供清洁气体的情况相比，能够保持喷嘴洁净。并且，与连续地提供清洁气体

的情况相比，能够减少清洁气体的使用量。

[0017] 尤其优选上述搬送装置具备向货架进入并将上述容器卸货的移载装置，上述控制

器被构成为，从上述移载装置开始朝向货架前进起、直到结束卸货为止，以向上述喷嘴提供

比上述移载装置开始前进前的流量大的上述清洁气体的方式控制上述流量控制部。通过这

样，不仅喷嘴，被支承在移载装置上(与喷嘴相对置的)容器的底面也能够清洁。

附图说明

[0018] 图1为表示实施例的净化储料器(保管系统)的竖直方向剖视图。

[0019] 图2为表示净化储料器的货架的俯视图。

[0020] 图3为表示实施例的净化储料器的控制系统的方框图。

[0021] 图4为表示实施例的净化算法的流程图。

[0022] 图5的1)为表示实施例中的货架的状态的图，2)为表示清洁气体的流量的图。

[0023] 图6为表示实施例中的喷嘴净化(用来清洁喷嘴的净化)中的清洁气体的流量模型

的图。

[0024] 图7的1)为表示实施例中的搬送装置的臂的状态的图，2)为表示清洁气体的流量

的图。

[0025] 图8为表示实施例中的保管用净化(用来维持容器内的洁净度的净化)的清洁气体

的流量的图，1)为表示货架的状态的图，2)为表示清洁气体的流量的图。

[0026] 图9为表示变形例的清洁气体的流量模型的图。

[0027] 图10为表示第2实施例的保管系统(桥式吊车系统)的布局的俯视图。

具体实施方式

[0028] 下面叙述用来实施本发明的最佳实施例。该发明的范围应该根据权利要求范围的

记载、参考说明书的记载及本领域内众所周知的技术依照本领域技术人员的理解而确定。
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[0029] 【实施例】

[0030] 图1～图8表示实施例的净化储料器2。净化储料器2被设置在洁净室等中，保管收

容半导体晶圆或分划板等物品的容器。净化储料器2利用壁4与外部的环境气体隔绝，壁4具

备例如门5。

[0031] 如图1所示，净化储料器2具备搬送装置6和多个货架14，搬送装置6为例如堆垛起

重机，但搬送装置6的种类是任意的。搬送装置6将立柱8支承在沿着轨道11行进的台车7上，

使升降台9沿着立柱8升降。搬送装置6将水平多关节臂、滑叉等移载装置10搭载在升降台9

上，在与货架14之间移载容器16。另外，将沿着上下方向的多个货架14称为列，将在相同高

度上沿水平方向排列的多个货架14称为层。

[0032] 实施例中的容器16为收纳半导体晶圆的FOUP，在底部具备阀，从货架14的喷嘴吹

入清洁气体，其内部被保持为洁净。只要是清洁气体从货架14的喷嘴吹入而被净化的容器

16即可，容器16的种类是任意的。

[0033] 图2表示货架14。货架14具备形成有开口17的搁板18，移载装置10使臂或叉等进入

开口17内，向货架14移载FOUP16。并且，各货架14有例如3个销钉19，这些销钉19与FOUP16底

面的沟槽挂钩，将FOUP16定位。在开口17的周围设置有一对或1个等的净化喷嘴20，净化喷

嘴20将氮气、洁净干燥空气等清洁气体提供给载置在搁板18上的FOUP16。并且，在搁板18上

设置有载荷传感器21，载荷传感器21检测货架14上有无FOUP16。MFC22(质量流量控制器，流

量控制部的一例)经由管道23给净化喷嘴20(以下有时仅称为“喷嘴20”或“喷嘴”)提供清洁

气体。货架14上除了净化喷嘴20以外还可以设置用来排出FOUP16内的环境气体的排气喷嘴

等。

[0034] 在实施例中，按每个货架14设置有MFC22，控制按每个货架14从喷嘴20提供的清洁

气体的流量。但是，也可以以列或者层等为单位设置共同的MFC22，以列或层等为单位统一

控制清洁气体的流量。

[0035] 图3表示净化储料器2的控制系统。储料器控制器30为净化储料器2内最上位的控

制器，与控制搬送装置6的搬送控制器32和控制MFC22的净化控制器36进行通信。并且，储料

器控制器30与外部控制器38等进行通信，在接到FOUP16预定入库的通知后，将某个货架14

作为入库目的地分配给预定入库的FOUP16。然后，当FOUP16到达未图示的出入库口时，储料

器控制器30给搬送控制器32下达向入库目的地的货架14卸货FOUP16的指令。并且，在该入

库作业结束后，在产生了下一个预定入库的FOUP16的情况下，储料器控制器30预先决定将

哪个货架14作为入库目的地。即，储料器控制器30为保管下一个FOUP16做准备而事先预留

成为入库目的地的货架14。另一方面，在从外部控制器38等接到FOUP16的出库作业的指令

后，储料器控制器30为搬送控制器32指定保管着出库对象FOUP16的货架14，下达在该货架

14堆放FOUP16、向出入库口出库的指令。另外，既可以设置出入库兼用的口，也可以分开地

设置入库口和出库口。

[0036] 储料器控制器30具备存储货架文件31等文件的存储器，该存储器存储“空货架”、

“虽是空货架但已经预留入库容器”、“保管容器中”、“虽是保管容器中但已经预留出库”等

每个货架14的状态。另外，既可以物理上利用1个控制器构成控制器30、32、36全部，也可以

利用多台计算机构成各个控制器30、32、36。

[0037] 在利用载荷传感器21的信号检测到货架14上保管着FOUP16后，净化控制器36控制
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MFC22，进行保管用净化(用来维持FOUP16内的洁净度的净化)。并且，在产生预定入库的

FOUP16之前(前一个入库作业刚刚结束后)，如果从储料器控制器30收到为下一个产生的预

定入库的FOUP16的入库作业做准备、某个货架14被事先预留给预定入库的FOUP16的通知,

则净化控制器36对预留的货架14进行喷嘴净化(用来清洁喷嘴20的净化)，清洁喷嘴20。而

且，在经由搬送控制器32和储料器控制器30收到移载装置10的臂、叉等为了卸货而向货架

14前进等的通知后，净化控制器36进行用来清洁FOUP16的底部(注入口)的底部净化(清洁

与喷嘴20相对置的FOUP16的底部的净化)。另外，底部净化也可以省略。

[0038] 净化控制器36也可以不利用载荷传感器21的信号来执行保管用净化，而利用从搬

送控制器32经由储料器控制器30收到的FOUP16向货架14的入库作业结束的通知来执行保

管用净化。

[0039] 图4表示实施例中的FOUP16的净化算法。通过某个货架14被事先预留给下一个预

定入库的FOUP16(e1)，净化控制器36在该被预留的货架14中开始喷嘴净化(S1)。并且，在起

重机等搬送装置6靠近货架14、移载装置10的臂或叉等开始朝向货架14进入后(e2)，净化控

制器36将喷嘴净化切换为底部净化(S2)。但是，底部净化也可以省略。并且，也可以由臂或

叉等开始下降(卸货)，净化控制器36开始底部净化。并且，在净化控制器36根据来自载荷传

感器21或搬送控制器32等的信号识别到已将FOUP16卸货到了货架14后(e3)，净化控制器36

执行保管用净化(S3)。并且，通过从货架14堆放FOUP16(e4)，货架14的状态回到空货架，一

直到被预留为下一次入库的货架为止都不需要净化。

[0040] 图5表示标准的净化的模型，通过某个货架14被事先预留给下一个预定入库的

FOUP16，净化控制器36在该预留的货架14中开始喷嘴净化。喷嘴净化优选通过间歇地、换言

之每一个短时间脉冲地从喷嘴20喷射清洁气体来进行。图6的实线表示实施例中的清洁气

体的流量模型。另一方面，在相同的总流量下，如果持续地喷射一定流量的清洁气体，则成

为图6的点划线那样。如果从喷嘴20以每一个短时间用大流量喷射清洁气体，则通过清洁气

体的流动变成高速以及开、闭清洁气体的流动而使喷嘴20附近的压力变化，由此，与持续地

喷射小而固定流量的清洁气体的情况相比能够有效地清洁喷嘴。

[0041] 在间歇地喷射清洁气体的喷嘴净化中，每一次清洁气体的喷射时间及喷射量既可

以固定，也可以不固定。例如，也可以通过最初比较长时间喷射清洁气体来清洁喷嘴20，然

后按每一个比最初短的时间喷射清洁气体，防止喷嘴20的再次污染。并且，也可以使清洁气

体的流量变化，最初用大流量进行喷嘴净化，然后用小流量进行喷嘴净化。

[0042] “移载装置10的臂、叉等开始了前进”或者“臂、叉等开始了下降”意味着在货架14

的上方存在FOUP16。因此，在移载装置10的臂、叉等开始了前进的定时，或者在臂、叉等开始

了下降的定时，以大流量例如连续地从喷嘴20喷射清洁气体。由此清洁FOUP16的底部，尤其

是清洁FOUP16底部的清洁气体接收用阀的附近。将该处理称为底部净化，将流量模型表示

在图7中。另外，如图8所示，底部净化也可以省略。并且，在底部净化过程中，也可以通过开、

闭来自喷嘴20的清洁气体的喷射而在接收用阀的周围施加清洁气体的脉动。在利用载荷传

感器21检测到FOUP16被保管在货架14上后，净化控制器36执行利用清洁气体置换FOUP16内

的环境气体的保管用净化。

[0043] 在实施例中，由于通过预留给向货架14预定入库的FOUP16，净化控制器36开始喷

嘴20的净化，因此能够进行时间充分的净化。因此，不会出现在净化不完全的状态下将
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FOUP16卸货，或者一直到净化结束为止等待卸货的情况。并且，如果间歇地进行喷嘴净化，

能够以小的总流量而有效地清洁喷嘴。

[0044] 图9表示将多个货架14作为1组进行控制的变形例中的、1组内的清洁气体的流量

模型。该变形例适用于将货架的列或层作为1个单位而设置共同的MFC22的情况。在储料器

控制器30将1组内的某个货架14预留给预定入库的FOUP16后，净化控制器36对组内所有的

货架14开始喷嘴净化。并且，在开始从搬送装置6向预留给入库用的货架14移载FOUP16后，

净化控制器36通过增加清洁气体的流量来净化FOPU16的底部。在FOUP16向货架14的卸货结

束后，在相同的组内存在至少1个空货架的情况，储料器控制器30将1个空货架预留给下一

次入库的FOUP16。与此同时，为卸货了的FOUP16进行保管用净化，利用清洁气体置换FOUP16

内的环境气体。并且，在保管用净化结束后，净化控制器36再次开始喷嘴净化。另外，在组内

不存在空货架的情况(组内的货架装满的情况)下，储料器控制器将其它组的空货架预留给

下一次入库的FOUP16。并且，净化控制器36对该其它组内的所有货架14开始喷嘴净化。

[0045] 图10表示将桥式吊车系统作为保管系统使用的实施例。多台桥式吊车42沿着行进

轨道40行进，沿着行进轨道40设置有多个用来临时保管FOUP的暂存区44。另外，每个暂存区

44的货架45的数量既可以是1个，也可以是多个。并且，系统控制器46控制整个桥式吊车系

统，与外部的控制器进行通信，接受FOUP的搬送要求。并且，如图10的右上所示，暂存区44内

按每个货架45具备喷嘴20，净化控制器48控制MFC22，向喷嘴20提供清洁气体。

[0046] 系统控制器46在从外部的控制器被要求搬送FOUP时、或者不等来自外部的要求而

自发地事先预留用来临时保管FOUP的空的暂存区44。并且，系统控制器46向预留的空的暂

存区44的净化控制器48下达开始喷嘴净化的指令。并且，在能够检测到桥式吊车42的移载

装置向货架45上进入了的情况下，净化控制器48执行底部净化。

[0047] 附图标记的说明

[0048] 2—净化储料器；4—壁；5—门；6—搬送装置；7—台车；8—立柱；9—升降台；10—

移载装置；11—轨道；14—货架；16—FOUP(容器)；17—开口；18—搁板；19—销钉；20—净化

喷嘴；21—载荷传感器；22—MFC；23—管道；30—储料器控制器；31—货架文件；32—搬送控

制器；33—行进电动机；34—升降电动机；36—净化控制器；38—外部控制器；40—行进轨

道；42—桥式吊车；44—暂存区；45—货架；46—系统控制器；48—净化控制器。
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图5

图6
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图7

图8
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图9

图10
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